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１．概要（Summary） 

探針と試料との光学的な相互作用を検出し、回折限

界を超えて高分解能で光学測定を行う顕微鏡の開発

を行っている。その試料作製のために大阪大学ナノテ

クノロジー設備供用拠点を利用した。クリーンで平坦

な金試料表面上に量子ドットを散布する必要がある。

そのため、EB 蒸着装置を利用し平坦な金薄膜を製作

し、クリーンルーム内で、金薄膜上に量子ドットを散

布した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB蒸着装置 

【実験方法】 

EB 蒸着装置を利用し作製した金基板上に、量子ドッ

トを塗布した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に、EB 蒸着装置を利用して作製したマイカ

上の金薄膜に塗布した量子ドットの AFM 像(1.5 μm 

x 1.5 μm)を示す。金薄膜表面に点々と量子ドットが散

布されているのがわかる。 

 

Fig. 1 AFM image of QDs  

on Au substrate 

Fig. 2 に拡大して走査した単一の量子ドットの AFM

像(200 nm x 200 nm)を示す。これから単一で存在す

る量子ドットを金薄膜上に散布することに成功した

のが分かる。 

 

Fig. 2 AFM image of QDs on Au substrate (zoomed 

images) 
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